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背景・目的 

大気圧プラズマにより、液体原料から直接粉

体を合成する手法を開発した。今回は、プラズ

マ処理時の電圧の変化に伴う生成粉体の内部

構造の変化を分析した。 

方法 

実験に用いた装置の概要を Fig.1 に示す。 

 

Fig.1 Experimental device overview 

キャリアガスには Ar、液体原料には

HMDS(ヘキサメチルジシラザン)を使用した。

加熱したバブラー内で液体原料を気体化させ

て Arガスと混合し、プラズマ生成部に導いた。

プラズマ生成部では、電極にステンレス製金属

棒とアルミニウム板を使用した。電極同士の間

隔は 10mmに設定し、アーク放電を行った。 

液体原料の温度、キャリアガス流量は固定し、

電圧のみを変化させ、それぞれの条件下で粉体

を回収した。条件表は発表にて提示する。粉体

の評価はフーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR)

により行った。また、各条件において回収した

粉体の一部を焼結し、X線回折(XRD)による分

析を行った。 

結果 

それぞれの電圧条件下で得られた粉体のFT-

IR スペクトルを Fig. 2に示す。 

 

Fig.2 The FT-IR spectrum for powder product 

1250cm⁻¹におけるピーク強度を基準に、各ピ

ークの強度比を取ったところ、電圧に依存し

た強度比の線形変化が見られた。焼結体分析

の結果は発表にて詳細を述べる。 

考察と今後の展開 

生成粉体に含まれる結合について、処理電

圧の上昇に伴い、Si-O-Si結合、Si-OH結合が

増加、および Si-N 結合が減少した。このこと

から、処理電圧上昇により、酸化反応、加水

分解、脱水縮合等が促進されると考えられ

る。 

今後は粉体から生成される焼結体の特性に

ついて、より詳細な研究を行う。  
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